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Abstract 



An automatic focusing apparatus for optical instruments, in particular for reflected light microscopes, 
wherein a measuring point is produced on the surface of an object by an eccentric measuring beam 
formed by blocking a portion of the path of a full beam. The measuring point is imaged onto a 
photoelectric device by reflecting the measuring beam along the blocked out path. When the object 
plane wanders from the focal plane, the photoelectric device actuates a control device which returns 
the object plane to the focal plane. The apparatus comprises a source of light to produce a, preferably 
pulsed, laser light for the full measuring beam, an optical structural element for geometrically blocking 
one-half of the full measuring beam to produce the eccentric measuring beam and simultaneously for 
geometrically blocking the reflected measuring beam from the path of the full measuring beam. A lens 
is positioned in the measuring beam and a photodetector device in the form of a differential photodiode 
pair is positioned to receive the reflected measuring beam. A divider mirror, preferably dichromatic, is 
provided for introducing the measuring beam into the path of the illuminating beam of the optical device 
and for reflecting the reflected measuring beam from the path of the illuminating beam of the optical 
instrument. 
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Paten tanspruche: 

1. Vorrichtung zum selbsttatigen Fokussieren auf 

In optischen Geraten. insbesondere Auffichtmikro- 5 
skopeiuzu betrachtende Objekte,in der mittels cincs 
auBermittig veriaufenden, separacen Meflstrahlen- 
bundels ein MeBlich tpunkt auf der Objcktoberflachc 
erzeugt und dicser mittels des remittierten, ebenfalls 
auBermittig veriaufenden Mefistrahlenbundeb nach io 
Ausblendung a us dem belcuchtungsseiugen MeB- 
strahlengang auf einer fotoelektrischen Einrichtung 
abgcbUdet wird derart. daB deren Signale bei Aus- 
wanderung der Objcktebene a us der Fokusebene 
des Objektivcs eine Steuereinrichtung erregen, die is 
die Objektebene in die Fokusebene zurOckfflhrt, 
dadurch geken nzeichnet. daB sie in Kom- 
bination enthalt: 

(a) eine Liehtquelle (LD) zum Erzeugen von Laser- 
licht far das MeBstrahlenbOndel (M) 20 

(b) ein opttsches Bauelement (18) zur geometri- 
schen Abblendung einer HSlfte des bcteuch- 
tungsseitigen MeBstrahlenbflndels (Mb) sowie 
gleichzeitig zur geoemetrischen Ausblendung 
des remittiertcn MeBstrahlenbOndels (M r ) aus 25 
dem MeBstrahlengang (M% 

(c) ein in axialer Richtung definiert verschiebbares 
Unscnsystem, dem Mittel zum motorischen 
Verstellen der Linse (14) nach MaBgabe des 
vorgegebencn Offsets zugeordnet sind, 30 

(d) eine als Differenzdiode (ft, ft) ausgebildete fo- 
toelektrische Einrichtung. wobei vor der Diffe- 
renzdiode (D u ft) eine Spaltblende (23) ange- 
ordnet und derart ausgerichtet ist daB deren 
Spah (24) senkrecht zum Spalt (22) der Oiffe- 3S 
renzdiode (ft, ft) sowie in Richtung des — 
nach MaBgabe des jeweils voriiegenden Defo- 
kussierungsbetrages — wandernden Fleckes 
des abgebildeten Laser-Spots (**') vertauft, und 

(e) einen das beleuchtungsseitige MeBlichtstrah- 40 
lenbundel (Mb) in den Beleuchtungsstrahlen- 
gang (B) des optischen Gerates einleitenden 
bzw. das remittierte MeBlichtstrahlenbQndel 
(Mr) aus dem Beleuchtungsstrahlengang (B)des 
optischen Gerates ausspiegelnden Teilerspiegel 45 
(T2). 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Liehtquelle (LD) moduJiertes La- 
serlicht f Or das MeBstrahlenbOndel (MJerzeugt 

3. Vorrichtung nach Anspruch I. dadurch gekenn- so 
zeichnet. daB der Teilerspiegel (T 2 ) ein dichroitischer 
Teilerspiegel ist 

4. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
sprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sie als 

in den Beleuchtungsstrahlengang (B) des optischen 5s 
Gerates, insbesondere in einen Mikroskopauflichtil- 
iuminator, zwischen dessen Liehtquelle (6) und ei- 
nem im Abbildungsstrahlengang (A) des optischen 
Gerates angeordneten, e^sten teildurchlfissigen 
Strahlenteiler (Ti) einschiebbares Modul (Mo) aus- 60 
gebildet ist, welches Ober den zweiten Teilerspiegel 
(T 2 ) in den Beleuchtungsstrahlengang ftyoptisch an- 
gekoppelt wird. 

5. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
sprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB zusatz- es 
lich ein mindestens zwei Aperturblenden unter- 
schiedlicher Dimensionierungcn tragender Blenden- 
schieber zwischen dem zweiten Teilerspiegel (T 2 ) 
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und der Liehtquelle (6) fur das Beleuchtungsstrah- 
lenbOndel (B) des optischen Gerates vorgesehen tsL 

a Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
spruche 1 bis S, dadurch gekennzetcHnet, daB zusatz- 
iich in der Ebene der LeuchtfekJbJende (9) eine Mar- 
ke (10a bzw. lOty angeordnet ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Marke (10aJ zwischen einer Dop- 
pelglasplatte (31a; aus zwei sich kreuzenden FlQssig- 
kristallamellen (28, 29) mit in ihrem zentrisch ange- 
ordneten ICreuzungsbereich (30) einstellbarer Licht- 
schwachungscharakteristik bestehL 

& Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Marke (lOty aus einer Glasplatte 
(Mb) besteht. auf der lediglich im Peripherbereich 
zum Zentrum weisende Strichmarkierungen (32) 
vorgesehen sind. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB sich die Strichmarkierungen (32) dia- 
metral gegenuberliegen. 

10. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Breite des Spaltes (24) der GrdBe des Bildes 
des Laser-Spots (16') en tspricht 

1 1. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Ansprflchc, dadurch gekennzeichnet, 
daB sich der Spalt (24) — ausgehend von einem en- 
gen Zentraltcil — nach beiden Diodenhalften (D t 
bzw. ft) der Differenzdiode (ft. ft) hin symme- 
trisch bezQglich der Achsc des Spaltes (24) erweiterL 

12. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden AnsprOche. dadurch gekennzeichnet. 
daB zusatzlich eine sichtbares Uchl aussendende, ju- 
stierbare Hilfslichtquelle (33) vorgesehen ist, die 
Ober ein optisches Glied (35), den ersten teildurchlSs- 
sigen Strahlenteiler (T t ) und eine Tubuslinse (4) in 
die im Abbildungsstrahlengang (A) vorhandene Zwi- 
schcnbildebene(S) abgebildet wird. 

13. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Liehtquelle (LD) Laserlicht im IR-Bereich 
emittiert. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Liehtquelle (LD) Laserlicht 
der WeHenlange9Q3 nm emittiert. 

15. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Liehtquelle (LD) gepulsies Laserlicht emit- 
tiert 

16. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, 
daB Mittel zur automatischen Kompensation chro- 
ma tischer Fehler des jeweils in Wirkstellung befind- 
lichen ObjekUvs (2) in Abhangigkeit der jeweils ver- 
wendeten Welientange bzw. des jeweils verwende- 
ten WellenlSngenbereichs des MeBIichtstrahlenbun- 
dels CM bzw. Mb) vorgesehen sind. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB diese Mittel mechanische, opti- 
sche und/oder optoelektronische Kennungs-Bau- 
glieder umfassen, die im Zusammenwirken mit einer 
Steuereinheit und einem Verstellmotor fflr die Unse 
(14) ein Hinfahren in eine optimale. wellenlangen- 
und objektiv-spezifische Kompensationsposition be- 
wirken. 
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Die Erflndung betriff t eine Vorrichtung zum seibstta- 
tigen Fokussieren auf in optischen Geraten, insbesonde- 
re Auflichtmikroskopen, zu betrachtende Objekte, in 
welcher mittels cines auBermittig verlaufendcn, separa- 
ten Meflstrahlenbfindels ein MeBlichtpunkt auf der Ob- s 
jektoberflache erzeugt und dieser mittels des remittier- 
ten. ebenfalls auBennittig verteufenden MeBstrahlen- 
bQndels nach Ausblendung aus dem beleuchtungsseiti- 
gen MeBstrahlengang auf einer fotoelektrischen Ein- 
richtung abgebildet wird derart daB deren Signale bei io 
Ausv/enderung der Objektebene aus der Fokusebene 
des Objektives eine Steuereinrichtung erregen, welche 
die Objektebene in die Fokusebene zurOckfuhrt Eine 
Vorrichtung dieser Art ist durch die DE-PS 21 02 922 
bekannt . 15 

Es ist weiterhin aus der AT- PS 3 53 497 eine Vorrich- 
tung zum automatischen Fokussieren des GerStes auf 
unterschiediiche Objektebenen bekannt. bei der zwi- 
schen dem Objektiv und den fotoelektrischen Empfan- 
gern ein optisches Raster mit straSJaufspaltenden Ei- 20 
genschaf ten eingesetzt ist, welches in Richtung der opti- 
schen Achse des Objektivs definiert verschiebbar sowie 
senkrecht zu dieser Achse oszillierbar ist, wobei anstelle 
des optischen Rasters auch ein dickenvariabler, aber 
ansonster ortsfester Doppelkeil treten kann. Wahrend 25 
es bei der letztgenannien Einrichtung nachteilig ist, daB 
es sich urn ein »passives« System handelt bei dem die 
Bewertung der Bildscharfe allein aus dem BiId-»Ange- 
bot« in der betreffenden Zwischenbildebene erfolgt, 
haftet der DE-PS 21 02 922 der Nachteil an, daB bei 30 
gewollter Einstellung einer anderen Objektebene als 
Fokusebene der Durchmesser des Spots auf dem Objekt 
vergrdBert wird und daB der Spot auf der Objektober- 
flache vom Zentralpunkt auswandert Dabei kann es 
gescheheit daB der ausgewanderte Spot aufgrund einer 35 
differenzierten Objektoberflachentopografie nunmehr 
ein Objektdetail beaufschlagt daB eine andere z-Lage 
(z-Richtung verlauft in Richtung der optischen Achse 
des Objektivs des optischen Gerates) aufweist Eine defi- 
nierte Offseteinstellung ist bei derart strukturierten Ob- 40 
jekten mit Hilfe der bekannten Vorrichtung nicht immcr 
durchfuhrbar. Als weiterer Nachteil kommt hinzu. daB 
aufgrund der Spot-VergraBerung bei Defokussierung 
eine Verschiebung des lntensitatsschwerpunktes bei 
Hell/Dunkel-Objektivsirukturkanien eintritt. Daraus 45 
ergibt sich eine Erschwerung einer definierten Offset- 
einstellung, da der Offset von der Lage des Intenshats- 
schwerpunktes des Spots abhangt 

Der Erfindung liegt daher die Aufg*be zugrunde, eine 
Laserautofokussierungs-Anordnung anzugeben. mit der 50 
unabhangig von der jeweiligen Objektstruktur und der 
verwendcten MeBlicht-Wellenlange sowie dem jeweils 
eingesetzten Objektiv bzw. dem jeweils vorhandenen 
optischen Gerat eine optimale automatische Fokussie- 
rung, ein definiert einstellbarer Offset wwie eine atito- 55 
matische Kompensation der chromatischen Fehler der 
Objeklive der jeweiUgen optischen Gerate realisiert 
werden kann. 

Die Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs 
angegebenen Art durch die kennzeichnenden Teilmerk- eo 
male des Hauptanspruchs gelost ZweckmaBige Ausge- 
staltungen der vorliegenden Erfindung gehen aus den 
Anspruchen 2 bis 1 7 hervor. 

Die Erfindung ist nachstehend anhand ernes schemaii- 
schen AusfQhrungsbeispiels naher beschrieben. Es zeigt i,s 

Fig. I eine ausschnittsweise Seitenansicht der Strah- 
lengange eines optischen Gerates, und zwar des zu- 
nachst horizontal veriaufenden Beleuchtungsstrahlen- 



ganges, der anschlieBend mil dem vertikal veriaufenden 
Abbildungsstrahiengang zusammemallt. und des erfm- 
dungsgemSBen modularen Einschubs {strichlinierter 
K as ten), der aus GrOnden einer ubersichtlicheren Dar- 
stellung durch Umklappen una 90° nach oben in die 
Zeichenebene ge)egt wurde; 

Fig. 2 eine mit Strichrnarkierungen versehene Mar- 
ke; 

F i g. 3 eine aus sich kreuzenden Flussigkristallamel- 
ien bestehende Marke; 

Fig. 4 Detailansicht der Differenzdiode mil Spalt- 
blende. 

In Fig. 1 ist ein vertikal veriaufender Abbildungs- 
strahlengang A dargestellt Mit t ist ein Objekt bezeich- 
neu dessen OberflScbe sich in der Fokusebene befindeL 
Das AbbildungssirahlenbQndel passiert zunachst ein 
Objektiv 2. Nach Verlassen der Objektivpupille 3 tritt 
das BQndel A durch einen dichroitischen Teilerspicgel 
7*i, der im sichtbaren Bereich ein 50/50- Verhaltnis und 
im iR eine hone Reflexion aufweist Nach Durchtritt 
durch eine TubusHnse 4 wird in der Zwischenbildebene 
5 ein Bild des Objektes 1 erzeugt Danach gelangt das 
BQndel A zum nicht mit dargestellten Okular O k . 

Der Beleuchtungsstrahlengang des optischen Gerates 
verlauft im dargestellten Fall horizontal Von einer 
Lichtquelle 6 tritt das BQndel B nach Verlassen einer 
Optik 7 durch die Aperturblende g, in deren Ebene ein 
nicht mit eingezeichneter Aperturblendenschieber an- 
geordnet ist der mindestens zwei Blenden unterschiedli- 
cher Dimensionierung enthalt. Mit Hilfe dieses Blenden- 
schiebers kann — manuell oder motorisch — mit Posi- 
ttonsruckmeldung eine der Messung angepaBte Aper- 
turblende eingeschoben werden. Das BQndel B durch- 
setzt sodann einen dichroitischen Strahlemeiler 7i, der 
einen mOglichst hohen Transrnissionswert fflr das von 
der Lichtquelle 6 kommende sichtbare Ucht und einen 
mdglichst hohen Reflexionsw ert fur IR-Strahlen auf- 
weist. In der Ebene der Leuchtfeldblende 9 befindet sich 
eine Marke, deren Funktion weiter unten erlautert wird. 
Das BQndel B irifft nach Durchtritt durch eine linse t 1 
auf den ersten dichroitischen Strahlenteiler 71. von wo 
aus die reflektierten Anteile in Richtung zum Objekt i 
umgelenkt werden. 

In dem strichlinierten Kasten ist der Laserautofokus 
als Modui Mo enthalten. Er kann - wie aus Fig. I 
ersichtltch — beispielswcise in Richtung des Pfeiles 12 in 
ein bestehendes optisches Beleuchtungssystem, wie es 
fur Auflichtmikroskope etwa in dem DE-Gbm 79 17 232 
beschrieben ist. eingeschoben werden. wobei an sich 
bekannte Rastmittel eine justiergenaue Positionierung 
des Moduls Mo im Beleuchtungsstrahlengang B sicher- 
stellen. 

Von einer Laserlichtquelle, die in der gezeigten Form 
als Laserdtode LD ausgebildet ist. gehi ein — vorzugs- 
weise gepulstes — Ucht aus. ZweckmaBigerweise wird 
IR-MeBIicht verwendet weil es das mikroskopische Bild 
nicht storend beeinfluBt. Das MeBUchtbQndel M wird 
uber eine ortsfeste Linse 13 und sodann fiber eine Linse 
14, die in axialer Richtung gemaB dem gestrichelten 
Doppelpfeil 15 manuell oder motorisch verschoben 
werden kann, auf den dichroitischen Teiierspiegel T7 
geleitet. der an der optischen Schnittstelle beider Strah- 
lengange M und B angeordnet ist. In der Zwischenbild- 
ebene. in der die Leuchtfeldblende 9 positioniert ist. 
wird ein Bild der Laserlichtquelle LD erzeugt. 

Damit der MeBspoi 16 bei Defokussierung auf der 
Oberflache des Objektes 1 auswandert wird eine Halfte 
der Pupille 17 abgedeckt Die geometrische Abdcckung 
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einer Haifte des MeOlichtbundels M gelingt mit Hilfe 
eines kombinierten optischen Bauteils, beispielsweise 
eines Umlenkprismas 18, welches in Hone der Pupille 17 
in den MeBstrahlengang M half tig eingefuhrt wird. Es 
enthah eine vollverspiegehe Prismenfl3che 19. Der Teil 
des beleuchtungsseitigen MeOlichtbundels, der durch 
die Anordnung des Umlenkprismas 18 nicht behinderi 
wird, ist in der Fig.! mit einer ersten Schraffur gekenn- 
zeichneL Der auOermittig verlaufende Teil des beleuch- 
tungsseitigen MeOlichtbundels ist mit dem Bezugszci- 
chen Mt, versehen. Das MeOlicht gelangt also entlang 
Mb, d. h. auOermittig und — im wesentlichen — parallel 
zur optischen Achse dieses modularen Teilsystems, in 
die ObjektivpupiIle3. 

Nach Reflexion an der Oberfiache des Objektes I 
passiert das remittierte MeDlichtstrahlenbundel M n das 
durch eine andere Schraffur gekennzeichnet ist, nach 
Reflexion an T 2 diejenige Pupillenhalfte von 17, die vom 
primaren Mefllichtbflndel M b nicht beleuchtet wird. Es 



gen Doppelglasplatte31abestehen.die in ihrem Inneren 
zwei sich im Plattenzentrum kreuzende FlQssigkristalla- 
mellen 28, 29 aufweist, welche je nach angetegter Span- 
nung (nicht mitdargestellt) den zentralen Kreuzungsbe- 
5 reich 30 fur das Beleuchtungslicht undurchlassig ma- 
chen kdnnen. Dicsc Marke 10j(Fig. 3) hat den Vorteil. 
daB sie — obwohl ortsfest gehaltert — bei Bedarf ein- 
oderausgeschaltet werden kann. 
Als Alternative zur Marke 10a kann eine Marke 106 
to (Fig. 2) vorgesehen sein, die aus einer Glasplatte 316 
besteht. auf der nach Art eines Uhrenzifferblattes 
Strichmarkierungen 32 angebracht sind, deren nicht 
vorhandene Verlangerungen zum Zentrum weisen. Sie 
stellen also eine Hilfe fur die Kennung der Position des 
15 MeOspots 16 dar. Die Marke 10a bzw. 106 liegt bewuOt 
im Beleuchtungsstrahiengang B, damit ihre Abbiklung 
auf die Oberfiache des Objektes 1 



ohne zusatzliche 

Lichtquelleerfolgen kann. 
Wie aus F i g. I ersichtlich. kann die Lagemarkierung 
wird sodann mmels der vollverspiegelten Fiache 19 des » des MeOspots 16 auf optischem Wege mittels einer klei- 
Umlenkprismas 18 aus dem beleuchtungsseitigen MeO- nen, sichtbares Licht emittierenden Hilfslichtquelle 33 
strahlengang M herausgespiegelt und nach Totalrefle- vorgenommen werden, die — wie durch die beiden sich 
xion an der Prismenflache 20 sowie nach Durchtritt kreuzenden Doppelpfeile 34 angedeutet — hinsichtlich 
durch eine Optik 21 auf die Differcnzdiode geleitet die ihrer Lage justierbar ist und die Ober eine Optik 35, den 
aus zwei Dioden 0, und £>» besteht. Anstelle des darge- 25 Teiiersptegel T\ sowie die Tubuslinse 4 in die Zwischen- 



s tell ten Umlenkprismas 18 — wie auch der andere n auf- 
gefuhrten einzeJnen optischen, mechanischen und opto- 
elektronischen Bauteile — sind auch gleichwirkende 
Bauelemente verwendbar. 

In F i g. 4 sind beide Dioden, deren elektronische Ver- 
knupfung untereinander sowie zu den Versorgungs- und 
Steuerungsbau teile n der Einfachheit halber nicht darge - 
stellt wurden, in Detailansicht gezeigt Zwischen beiden 
Dioden befindet sich ein schmaier Spalt 22. Vor der 



t>:»debene 5 abgebildet wird. Hier uberlagern sich die 
Bi Icier des Objektes 1 und der Hilfslichtquelle 33 und 
kdnnen vom Beobachter mit dem nicht darges tell ten 
Okular Ok betrachtet werden. 

Wie bereits erwahnt kann die Unse 14 parallel zur 
optischen Achse des MeOlichtbundels AS, also axial bzw. 
longitudinal definiert verschoben werden, und zwar ma- 
nuell oder motorisch mit PositionsrOckmeldung. Auf- 
grund dieser Linsentranslation sind bei der erfindungs- 



Differenzdiode D h Ch ist eine Spaltblende 23 angeord- 35 gemaOen Einrichtung die folgenden Zusatzfunktionen 

net. Sie tragt zur Reduzierung der Defokussierung bei realisierbar: 

Lichtstreuung an bestimmten Objektbereichen, wie Erstens kdnnen definierte Defokussierungen (»Off- 

Strukturkanten, bei Sie besteht aus zwei Blendenhalf- set«) eingestellt werden, urn bei strukturierten Objekten 

ten, zwischen denen ein Blendenspalt 24 freigehalten mit in Richtung unterschiedlich hohen Objektdetails 

wird. Wie ersichtlich. verlSuft der Blendenspalt 24 senk- 40 in verschiedenen Hdhenebenen mikroskopische Beob- 



recht zum Diodenspalt 22 und hat vorzugsweise eine 
Breite. die dem Durch messer des Bildes 16' des MeO- 
spots 16 enispricht In F i g. 4 liegt das Bild 16' des MeO- 
spots 16 exakt in symmetrischer Lage bezuglich beider 
Dioden D\ und Sie werden von gleichgroBen Antei- 
len von Lichtintensitlt beaufschlagt Das Gesamtsystem 
befindet sich im fokussierten Zustand. Im Defokussie- 
rungsfatl ist das Bild 16' des Spots 16 aus der Zentrallage 
in Richtung des Doppelpfeiles 25 ausgewandert Nicht 



achtungen durchfOhren zu kdnnen. und zweitens kdn- 
nen — bei Verwendung eines im Infraroten liegenden 
MeOlichtbundels — die von Objektiv zu Objektiv unter- 
schiedlichen Fokusdifferenzen zwischen dem infraroten 
45 und dem sichtbaren Licht korrigert werden. 

Die in axialer (longitudinaler) Richtung erfolgende 
Verschiebung der Unse 14 zur Realisierung einer defi- 
nierten Defokussierung hat im Vergleich zur transver- 
salen Verschiebung der Differcnzdiode den Vorteil. daO 



mitdargestellte Mittel steuern nach MaOgabe der De- 50 der MeOpunkt auf dem Objekt im ausgeregelten Zu- 



plazierung von 16' das Objekt — genauer: den Objekt 
tisch 26 — in Richtung des Doppelpfeiles 27 bis zur 
vdlligen Wiederherstellung des Fokusfalles. NatOrlich 
kann anstelle einer ObjektUschverstellung in z>Rich- 
tung auch eine z-Verstellung des Objektives 2 vorge- 
nommen werden. 

Die Breite des Blendenspaltes 24 kann variabel sein. 
Ebenso ist es moglich, den Blendenspalt — ausgehend 
von einem zentralen, engen Bereich — derart auszubil- 



stand des Laserautofokus nicht ausgewandert ist Ein 
weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daO der MeOspct 16 
einen minimalen Durchmesser aufweist und dadurch die 
Lage des Intensititsschwerpunktes von Objektstruktu- 
55 ren unabhangig wird. 

Um einen automatischen Fokusausgleich bei Verwen- 
dung verschiedener Objektive (eines Objektivrevol- 
vers) herbeizufuhren, die trotz optimaJer Korrektur im 
Sichtbaren mit individuellen chromatischen Abbil- 



den, daO er sich zu beiden Emzeldioden D\ und Bi hin 60 dungs-Fehlem im Infraroten behaftet sind. kann mit Hil- 



stetig aufweitet, wobei jedoch immer symmetrische Fia 
chen-VerhaMtnisse bezuglich einer in dem Diodenspalt 
22 senkrecht auf der Zeichenebene stehenden, gedach- 
ten Symmetrieebene gegeben sein mussen. 

In der Zwischenbildebene, in der die Leuchtfeldblen- 
de 9 angeordnet ist, befindet sich eine Marke 10a bzw. 
106, mit deren Hilfe die Lage des unsichtbaren MeO- 
soots 16 ermittett wird. Sie kann aus einer sandwicharti- 



fe an sich bekannter Codier-Mitte!, wie beispielsweise 
Uchtschranken, die am Objekthrrevolver angebracht 
sind, eine Zuordnung bzw. erne Positionsmeldung des 
gerade in Wirkstellung befmdlichen Objektives an eine 
nicht dargestellte elektronische Steuerzentrale erfolgen, 
von der Signale ausgehen, die die Unse 14 in eine Korri- 
gierposition fahren. Bei Verwendung eines anderen Ob- 
jektivs, dessen Wirkstellung mit Hilfe der jeweiligen Co- 
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dier-Mittel wiederum dcr Steuerzentrale »gemeldei« 
wird. gibt die Zentrale (Mikroprozessor) dem nichi mil 
dargesteliten Verstellmotor far die Linse 14 einen Be- 
fehl zum Axialverschieben nach MaQgabe des objektiv- 
bedingien Korrektionsbet rages. Auf diese Weise ist s 
beim Wechseln der Objektive jeweils eine optimale 
Scharfe im sichtbaren (Beobachtungs-)Bereich gewahr- 
leistet. 

Mil der erfindungsgemaBen Auiofokussier-Vorrich- 
rung kdnnen solche optischen Gerate ausgcrusiet wer- to 
den — sei es. daD sie in diese inkorporiert sind oder daB 
sie als Modul in bzw. an diese adaplierbar sind — bei 
denen es darauf ankommt. »Objekte« im weitesten Sin- 
ne des Wortes, beispieisweise mikroskopische PrSpara- 
te, Glasplatten. Halblcitcrschciben, gedruckte Schaltun- 15 
gen. Dias. Informaiionsspeichcr, z. B. Biidplauen. usw. in 
Scharfsteltposition zu fahren. Dabei muO zumindest ein 
Teilbereich dieses Objektes fflr den MeOstrahlengang 
reflekiicrend ausgebiidei scin. 

20 

Hierzu I Blati Zeichnungen 
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